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前回，我々はフォトニック結晶導波路 (PCW) 

のシリカクラッド表面に回折格子を形成した光偏向

器を提案し，スローライト効果によるビーム偏向角

の増大を理論予測した 1)．今回はこれを実際に製

作し，その光偏向動作を確認したので報告する． 

格子定数 400 nm，円孔直径 215 nm，上部シリ

カクラッド厚 2 m（設計値）の PCWを CMOS互換

プロセスにより製作した．次に入出力用スポットサイ

ズ変換器 (SSC) を除く領域のシリカクラッドを ICP

エッチングで約 700 nm まで薄膜化した．そして収

束イオンビーム (FIB) によりシリカクラッド表面に

周期 800 nm，溝深さ約 200 nmの回折格子をPCW

伝搬方向 96 mに渡って形成した． 

SSCにレーザ光を結合させ，PCWに導入したと

き上方へ放射された光の遠方界が図 1である．（波

長を変えながら観測した各遠方界の重ね表示）．

導波路直交方向にはビームが広がるので，縦線状

のパターンとなっているが，導波路伝搬方向には

各パターンが単峰で鋭いビーム形状を示しており，

波長制御による光偏向動作が確認された．図 2(a) 

は入力波長に対する偏向角である．波長変化 36 

nm で偏向角 26°（偏向角波長感度 0.72°/nm）を得

た．これはスラブ導波路に直接回折格子を形成す

る従来の回折格子型光偏向器 2)
 の約 5 倍であり，

スローライトの効果が実験的に確認された．より大

きな ng をもつスローライトを採用すれば，増大率は

さらに高められる．図 2(b) は入力波長に対するビ

ーム幅であり，平均して 0.36°であった．ビーム幅は

表面回折格子の長さに依存し，現行のプロセスで

は FIB 加工の範囲に制限されている．表面回折格

子の加工プロセスを改善できれば，ビーム幅は1桁

以上狭幅化できると考えられる． 

本件は JST-ACCELプロジェクトにて行われた． 
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図 1 スローライト偏向器から放射されたビームの

遠方界．入力波長を 1553 nmから 1585 nmまで 2 

nmずつ変えたときの遠方界を重ねて表示． 

 

 

図 2 スローライト偏向器の (a) 偏向角と (b) ビ

ーム幅の入力波長依存性．ビーム幅は強度の半

値全幅で評価．  
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